                                                                         　          令和2年8月
令和２年度 電子顕微鏡講習会  （ 非生物系 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　 未来材料・システム研究所  超高圧電子顕微鏡施設
　透過電子顕微鏡を研究に用いることを意図している企業、研究機関、大学の研究者および技術者を対象に、電子顕微鏡講習会を下記要領で実施します。
                                          記
○　講　 　 義 ：電子顕微鏡の基礎

　  日　  時 ：令和2年9月1日（火） 9:30 ～ 15:30
   　 9:30 ～ 11:30   電子顕微鏡概論
　　工学研究科 材料デザイン工学専攻 山本 剛久 教授
  　 12:30 ～ 14:00   S/TEM 結像理論
　　未来材料・システム研究所 齋藤 晃 教授
     14:00 ～ 15:30   施設S/TEM による化学分析事例の紹介  未来材料・システム研究所 武藤 俊介 教授
    場 　  所 ：Teamsを用いてWEB上で開催します。
受講方法はお申込み頂いた方に後日(8/28を予定)ご連絡致します
　　配　布　物：テキストを配布致します。
　　　　　　　　８／２４より郵送いたします。
·  実　 　 技：ご希望の方は、メールの文に「実技希望」と記入してください。
　　　　　　　別途ご案内いたします。
　　注意事項：新型コロナウイルス感染症対策のため、現在、実技講習の申込み受付を見合わせております。実技講習再開の目途が立ち次第、講義受講済みの方にご案内致します。
　　　　　　　なお、状況次第では今年度の実技講習の実施が不可能となる可能性もございます。あらかじめご了承下さい。

費　    用 ：講義のみは無料　実技講習は有料
　 申 込 期 限 ：令和２年　8月26日（水）　1２：00まで
　
申 　込 　先 ：名古屋大学微細構造解析プラットフォーム　事務局 
　　 　 申込用紙に御記入の上、E-mailでお申込み下さい。

                E-mail   nanoplat@nagoya-microscopy.jp
  問い合わせ先：事務担当　中野まで
052-789-3632　 nanoplat@nagoya-microscopy.jp
この講習は、名古屋大学未来材料・システム研究所超高圧電子顕微鏡施設にて開催され、文部科学
省ナノテクノロジープラットフォーム事業の支援のもとに行われるため、使用するテキストはコピ
ー等、受講者以外への配布を禁止しております。
尚、受講者には、別添、申請書をご提出いただき、郵便物が確実に届くように、
所属は部課名（研究室名）、住所はビル名、部屋番号まで詳細に記入をお願いします。
受講後には、簡単な報告書（受講した感想のようなもの）のご提出をお願いします。

※学生の受講希望者は、担当教員の許可を得た上で、以下の□にチェックを入れ、教員の情報を
記入してください。
· 講習会の受講に関して、担当教員の許可を得ている。
・担当教員の情報
所属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名　　　　　　　　　　　　　　  　
E-mail                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
